Support de polissage manuel pour wafer 2 pouces

Rainurage et percage pour systeme de maintien par aspiration.

Epaulement de 0.25-0.3 mm en périphérie.

En alu, dans un rond de 60 mm de diametre (ou plus selon disponibilité).

En dehors de |la face avec plan et épaulement et rainurage, le reste n’a pas besoin
d’étre fini.

Je peux finir la piece pour les deux percage de 2 et 6 mm de diametre.
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Rainure circulaire

Largeur 1 - 1.5 mm— — —

Profil quelcongue

2 rainures linéaires

Largeur 2 mm
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